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プラズマ・核融合学会誌
第９５巻第１１号
２０１９年１１月

小 特 集 プラズマ・インフォマティクス－データ駆動科学のプラズマへの応用

１．はじめに 浜 口 智 志 ５３５

２．原子分子データベース 村 上 泉，藤 井 恵 介，佐々木 明 ５３７

３．機械学習によるプラズマエッチング率予測

木 野 日 織，幾 世 和 将，DAMHieu Chi，浜 口 智 志 ５４２

４．トカマクプラズマ運転への応用展開

若 月 琢 馬，横 山 達 也，大 山 直 幸，山 田 弘 司 ５４８

５．画像計測における逆変換問題とデータ科学 大 舘 暁 ５５４

６．まとめ 浜 口 智 志 ５６０

講 座 プラズマ実験におけるノイズ対策の基礎

１．はじめに 井 通 暁 ５６３

２．電磁ノイズとその対策

２．１ 電磁ノイズの基礎知識 徳 沢 季 彦 ５６６

２．２ 電磁ノイズ対策の勘ドコロ 桑 原 大 介 ５７２

Plasma and Fusion Research 掲載論文アブストラクト ５７９

インフォメーション

ITERだより�
ITPA（国際トカマク物理活動）会合報告�
【会議報告】The Joint Conference of XXXIV International Conference on Phenomena in Ionized Gases

(XXXIV ICPIG) andthe10th InternationalConferenceonReactivePlasmas (ICRP-10)／１４th

International Symposium onFusionNuclearTechnology (ISFNT-14)／第一壁・周辺プラズ

マ・ダイバータ理工学合同シンポジウム

５８０

本 会 記 事

【こちら編集委員会です】発表！２０１９年上半期の学会誌（１～６月号）でもっとも多くダウンロードさ

れた記事はこちら！

５８７

編 集 後 記

表紙の絵
これらの写真は，高圧力Ar+CH4 プラズマ CVDプロセスで作製した炭素ナノ粒子のTEM写真で圧力をパラメータとしている．本プロセ
スではナノ粒子の発生と成長をガス圧力に依存するガス滞在時間によりコントロールしている．ガス圧力の増加とともに，ナノ粒子の数は
減少し，サイズが増加する．このことは，ガス圧力が本方式を用いたナノ粒子作製のキーパラメータの１つであることを示している．
（Sung Hwa HWANG et al., Plasma and Fusion Research, Vol. 14, 4406115 (2019) http://www.jspf.or.jp/）
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